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(57)摘要

一种二次供水水箱排污系统，包括沉淀池，

所述沉淀池数量至少为两个，所述沉淀池之间依

次通过导流槽连接。本发明通过沉淀池和导流槽

弯折处将水箱中的水与杂质一步步分离，时间短

效率高，沉淀池数量大小与导流槽弯折数根据水

箱大小设计，并根据排污量大小安排相应数量的

工作人员进行清理，沉淀池与导流槽矩形截面方

便清理杂质，工作人员使用平头铲或相似结构的

工具可轻松将沉淀池或导流槽中杂质铲出，尤其

在导流槽中，若使用与导流槽相似宽度的平头

铲，最大限度与导流槽贴合，能够大大增加除杂

效率。沉淀池设置下水口，可将杂质分离后的水

排走，大大减轻了排污后的运输量，使清洗工作

更加简便高效。
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1.一种二次供水水箱排污系统，其特征是：包括沉淀池，所述沉淀池数量至少为两个，

所述沉淀池之间依次通过导流槽连接。

2.根据权利要求1所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：每个导流槽至少有两

处弯折。

3.根据权利要求1或2所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池和导

流槽截面为矩形。

4.根据权利要求3所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池顶部设置

水池箅，所述导流槽顶部设置水槽箅。

5.根据权利要求4所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池底部设置

可开闭的下水口。
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一种二次供水水箱排污系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种二次供水设备，特别涉及一种二次供水水箱排污系统。

背景技术

[0002] 如今我国城市自来水多采用二次供水方式，二次供水的水箱长时间使用后容易沉

积各种杂质，如不及时清理则会对水质产生严重影响，危急居民的生命健康，因此每隔一段

时间便应对水箱进行清洗。水箱清洗时会排出大量沉淀物，若直接排入下水系统容易发生

堵塞，而将沉淀物与水分离需较长的时间和空间，若直接抽取则需要借助大量工具，两者在

实际操作中步骤繁琐，需耗费大量时间。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本发明提供一种二次供水水箱排污系统。

[0004] 本发明采用的技术方案是：一种二次供水水箱排污系统，其特征是：包括沉淀池，

所述沉淀池数量至少为两个，所述沉淀池之间依次通过导流槽连接。

[0005] 所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：每个导流槽至少有两处弯折。

[0006] 所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池和导流槽截面为矩形。

[0007] 所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池顶部设置水池箅，所述

导流槽顶部设置水槽箅。

[0008] 所述的一种二次供水水箱排污系统，其特征是：所述沉淀池底部设置可开闭的下

水口。

[0009] 本发明通过沉淀池和导流槽弯折处将水箱中的水与杂质一步步分离，时间短效率

高，沉淀池数量大小与导流槽弯折数根据水箱大小设计，并根据排污量大小安排相应数量

的工作人员进行清理，沉淀池与导流槽矩形截面方便清理杂质，工作人员使用平头铲或相

似结构的工具可轻松将沉淀池或导流槽中杂质铲出，尤其在导流槽中，若使用与导流槽相

似宽度的平头铲，最大限度与导流槽贴合，能够大大增加除杂效率。沉淀池设置下水口，可

将杂质分离后的水排走，大大减轻了排污后的运输量，使清洗工作更加简便高效。

附图说明

[0010] 图1为本发明实施例一结构示意图；

图2为本发明实施例二结构示意图；

图3位本发明导流槽与沉淀池截面示意图；

图中：1-水箱，2-第一沉淀池，3-导流槽，31-第一导流槽，32-第二导流槽，4-第二沉淀

池，5-第三沉淀池，6-水槽箅，7-水池箅，8-下水口，9-密封塞。

具体实施方式

[0011] 实施例一：
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如图1所示，第一沉淀池2设置于水箱1底部，第二沉淀池4设置于外侧，两沉淀池之间通

过导流槽3连接，导流槽3设置两处90°弯折。如图3所示，第一沉淀池2、导流槽3、第二沉淀池

4截面均为矩形，导流槽3顶部设置水槽箅6，第一沉淀池2、第二沉淀池4顶部设置水池箅7、

底部设置下水口8，下水口8设置密封塞9。

[0012] 水箱排污时，先将水槽箅6与水池箅7移走，水箱中水与杂质的混合液体由水箱排

水管流入第一沉淀池2，其中质量较大的杂质沉入池底，质量较轻的杂质随水流进入导流槽

3中，当水流在弯折处时，水中杂质碰到导流槽侧壁，速度减慢下沉，每一弯折处布置一至两

名工作人员用平头铲将弯折处沉淀的沉淀物铲出，这样，当水流进入第二沉淀池4时，只剩

下极为细小的颗粒，可通过下水口8排入下水系统中，避免堵塞现象的发生，当导流槽3中杂

质清理完毕，第二沉淀池4水全部排出后，导流槽3与第二沉淀池4中的水全部排出，第一沉

淀池中还存有少量的水与大质量的杂质，用平头铲将杂质铲出，而后打开密封塞将剩余的

水排出，最后将清理出的杂质运走，将水槽箅6与水池箅7移回原位，清洗完毕。

[0013] 实施例二：

如图2所示，第一沉淀池2设置于水箱1底部，第二沉淀池4、第三沉淀池5依次设置于外

侧，相邻沉淀池之间通过导流槽3连接，其中，第一沉淀池2与第二沉淀池4之间导流槽设置

三处90°弯折，第二沉淀池4与第三沉淀池5之间导流槽设置四处90°弯折。如图3所示，第一

沉淀池2、导流槽3、第二沉淀池4、第三沉淀池5截面均为矩形，导流槽3顶部设置水槽箅6，第

一沉淀池2、第二沉淀池4、第三沉淀池5顶部设置水池箅7、底部设置下水口8，下水口8设置

密封塞9。

[0014] 水箱排污时，水箱中水与杂质的混合液体由水箱排水管流入第一沉淀池2，其中质

量较大的杂质沉入池底，质量较轻的杂质随水流进入第一沉淀池2与第二沉淀池4之间的导

流槽中，当水流在弯折处时，水中杂质碰到导流槽侧壁，速度减慢下沉，每一弯折处布置一

至两名工作人员用平头铲将弯折处沉淀的泥沙铲出，水流进入第二沉淀池4后，较大质量杂

质颗粒继续沉淀，其余杂质随水流进入第二沉淀池4与第三沉淀池5之间的导流槽中，在每

个弯折处水中杂质碰到导流槽侧壁，速度减慢下沉，在每一个弯折处布置一名工作人员用

平头铲将弯折处沉淀物铲出，这样，当水流进入第三沉淀池5时，只剩下极为细小的颗粒，可

通过下水口8排入下水系统中，避免堵塞现象的发生，当导流槽3中杂质清理完毕，第三沉淀

池4水全部排出后，导流槽3与第三沉淀池4中的水全部排出，第一沉淀池和第二沉淀池中存

有少量的水和较大质量的杂质，用平头铲将两沉淀池中杂质铲出，而后打开密封塞将剩余

的水排出，最后将清理出的杂质运走，将水槽箅6与水池箅7移回原位，清洗完毕。

[0015] 本发明实施例一适用于储水量较小的小型供水设备，实施例二适用于储水量较大

的大型供水设备，若供水设备储水量非常大，或供水设备有多个水箱，则应进一步增加沉淀

池的数量，以满足需要。
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